
 

Fig.1 Nanofiber with the grating structure fabricated by 

helium ion beam. Scale bar indicates 500 nm.  
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１．概要（Summary） 

単一光子源[1]や量子メモリー[2]といった光量子情報

デバイスの実現には、モード体積が小さく、広帯域共鳴波

長制御が可能であり、かつ、シングルモードファイバとのロ

スレス結合が可能な微小共振器の開発が不可欠である。

これまで我々は、Ga イオンビームを用いた集束イオンビ

ーム装置を用い、ナノファイバブラッグ共振器(NFBC)を

作製してきた。本年度は、NFBC の高 Q 値化に向け、高

精細集束イオンビーム装置を用いた微細加工を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高精細収束 イオ ンビー ム装置 (ZEISS “ORION 

NanoFab”) 

【実験方法】 

高精細収束 イオ ンビー ム装置 (ZEISS “ORION 

NanoFab”)を用い、ナノファイバ上に周期構造を作製し

た。高さ 100 nm、幅 1 mの長方形を 300 nm間隔で

20 個作図した。作図した領域に 0.04nC/m2のドーズ量

で He イオンビームを照射し加工を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 に実際に加工を行った走査イオン顕微鏡像を示

す。直径 250 nmのナノ光ファイバ上に、360 nm間隔で、

深さ 50 nm のグレーティング構造が作製できており、He

イオンビームを用いてもナノ光ファイバの加工が可能であ

ることがわかった。 

 

今後の課題 

本年度の研究により、He イオンビームによりナノファイ

バの加工が可能であることがわかった。今後は、グレーテ

ィングの構造数を増大させ、共振器構造の作製を行う予

定である。 
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